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摘 要

由於科技的日新月異加上人們生活品質要求的提高，為了追求更高視覺享受的品質，以及一個舒適的視覺享受環境，各界

對於顯示器的開發與研究也投入了相當多的心力。而在投影電視的發展方面，運用數位光學處理技術(DLP)，將光源經過

集光器後，經由透鏡聚焦，穿過RGB三色濾光片轉盤，達到全彩的效果，再投射至DMD晶片上，透過驅動電極控制每一

片微鏡片傾斜角度，並控制偏轉時間，以切換光的反射方向，最後再經由鏡頭投射呈像。其核心技術即是DMD的製作，

目前的DMD的發展是以靜電的方式來驅動微小鏡子。 本文則是針對另一種驅動方式即以壓電致動器的方式來對微鏡面作

分析與設計，目的在分析一個繞鏡面中心軸線轉動與移動的微小鏡子，其原理是藉由電壓驅動壓電懸臂樑之結構產生致動

力與位移，透過偶合樑與扭轉樑連接鏡面達到旋轉或平移鏡面的效果，而使同一平面之微鏡面有3D的自由度。

關鍵詞 : 壓電，微鏡子，溶膠凝膠法
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